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Kratka biografija: Ivana Jokid je istraživač saradnik Centra za mikroelektronske tehnologije (CMT) Instituta za hemiju, tehnologiju i 
metalurgiju (IHTM) Univerziteta u Beogradu. Završila je Matematičku gimnaziju, a zatim Elektrotehnički fakultet 
u Beogradu (sa prosečnom ocenom 9.23). Na istom fakultetu je magistrirala. 
 
Naučnoistraživačka delatnost Ivane Jokid pripada oblasti senzora i drugih naprava zasnovanih na mikro- i 
nanoelektromehaničkim sistemima (MEMS i NEMS), a obuhvata razvoj nove generacije MEMS i NEMS 
hemijskih i bioloških senzora (teorijska i eksperimentalna istraživanja), zatim razvoj metoda za merenje fizičkih 
veličina primenom senzora sa namenski konstruisanim mikrogredicama, matematičko modelovanje 
mehanizama šuma karakterističnih za MEMS i NEMS strukture, kao i razvoj metoda za merenje i minimizovanje 
šuma kod MEMS i NEMS komponenti. U oblasti teorije adsorpciono-desorpcionih procesa i šuma dala je vedi 
broj originalnih naučnih doprinosa, koji su primenljivi kod hemijskih i bioloških senzora čiji se princip rada 
zasniva na adsorpciji ciljne supstance, a takođe i kod drugih naprava (npr. MEMS visokofrekvencijskih 
rezonatora i oscilatora za primenu u bežičnim telekomunikacionim sistemima). 
 
Učestvovala je na vedem broju projekata koje je finansiralo nadležno ministarstvo za nauku Republike Srbije, 
kao i na međunarodnim projektima (SCOPES, finansiranom od strane Švajcarske nacionalne fondacije za nauku 
(Swiss National Science Foundation): "Micro–nanocantilever based detection of small electromagnetic forces" 
(IB7320–110923, 2005–2008.) i FP–7 projektu Evropske unije "REGMINA" (2008–2011.)). Trenutno je 
angažovana na nacionalnom projektu "Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj 
industriji i zaštiti životne sredine" (TR32008, 2011-2016. godine), na kojem rukovodi potprojektom  
"Istraživanje i razvoj hemijskih i bioloških senzora sa mikro/nanogredicama, istraživanje adsorpciono-
desorpcionih procesa i fluktuacionih pojava kod MEMS/NEMS struktura". 
 
Tokom studijskog boravka na fakultetu EPFL u Lozani (Švajcarska) 2011. godine učestvovala je u istraživanjima 
iz oblasti mikrosistemskih tehnologija. 
 
Završila je obuku za rad na AFM uređaju nove generacije (NT-MDT Ntegra Prima) i obuku za rad na uređaju za 
lasersku fotolitografiju. 
 
Autor je ili koautor 20 radova u međunarodnim časopisima, 1 rada u nacionalnom časopisu, 45 radova na 
međunarodnim i 11 radova na nacionalnim naučnim konferencijama iz oblasti mikroelektronike, MEMS-a, 
nanotehnologija i telekomunikacija. Održala je predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja. Takođe 
je autor ili koautor 13 tehničkih rešenja. Dobitnik je nagrade za najbolji rad mladih autora na 47. Konferenciji 
ETRAN (Sekcija za mikroelektroniku i optoelektroniku). 
 
Recenzent je časopisa "Sensors and Actuators A – Physical". 
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